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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Umiejetnosci

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze na temat podstaw fizycznych zjawisk .
. : AiR1_WO02
W01 |wykorzystywanych w pomiarach struktury geometrycznej ST
) . AiR1_W10
powierzchni. —
_ Zna metody pomiaru  struktury geometrycznej
Wiedza powierzchni za przenosnych i stacjonarnych przyrzadow .
: : . AiR1_W01
pomiarowych, ma wiedze na temat doboru parametréw ST
w02 . : C ;. o AiR1_W10
pomiaru oraz prawidtiowej interpretacji wynikow —
pomiarow, posiada wiedze na temat toleranc;ji
geometrycznych.
Potrafi postugiwaé sie réznego rodzaju przyrzgdami do
pomiaru struktury geometrycznej powierzchni. Potrafi .
; . . . AiIR1_UO08
U0l |dobrac przyrzad do okreslonego zadania pomiarowego, AIRL U15

dobra¢ parametry pomiaru, postugujgc sie przy tym
literaturg naukowg i normami.

Potrafi dobra¢ parametry opisujgce stan powierzchni
uo2 mierzonej, dokona¢ analizy danych pomiarowych, AiR1_U15
dokonac interpretacji wynikow i ocenic ich wiarygodnos$¢.

Kompetencje
spoteczne

Docenia znaczenie profesjonalnego podejscia przy

K01 . o
dokonywaniu pomiarow.

AIR1_KO3

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Podstawowe wiadomosci na temat pomiaréw struktury geometrycznej powierzchni.
Rys historyczny metrologii warstwy wierzchniej. Skrotowy przeglad narzedzi do
pomiaru struktury geometrycznej powierzchni. Klasyfikacja sktadowych struktury
geometrycznej powierzchni. Definicja zaryséw ksztattu, falistodci oraz chropowatosci
powierzchni. Maszyn. Pomiary stykowe. Klasyfikacja przyrzadéw stykowych. Zasada
dziatania przyrzadéw stykowych i ich zastosowanie. Charakterystyka wybranych
przyrzaddw stykowych. Pomiary bezstykowe. Klasyfikacja przyrzadéw bezstykowych.
Zasada dziatania przyrzadéw bezstykowych i ich zastosowanie. Charakterystyka
wybranych przyrzadéw bezstykowych. Mikroskopy z sondg skanujgcg. Typy
mikroskopéw z sondg skanujgcg. Zasada dziatania mikroskopéw z sondg skanujaca.
Tryby pracy, Zastosowanie mikroskopéw z sondg skanujgcg. Parametry oceny
struktury geometrycznej powierzchni — 2D. Klasyfikacja parametréw, ich definicje, typy
oraz zastosowanie. Metoda motywdéw. Parametry oceny struktury geometrycznej
powierzchni — 3D. Klasyfikacja parametrow, ich definicje, typy oraz zastosowanie.
Ocena nieréwnos$ci powierzchni za pomocg krzywych — krzywa nosnosci, krzywa
udziatu materialtowego. Ocena nieréwnos$ci powierzchni za pomocg analizy Fouriera
oraz analizy falkowe;.

Laboratorium

Wprowadzenie. Znaczenie wtasciwego doboru parametrow pomiaru struktury geome-
trycznej powierzchni. Badanie wptywu metody filtracji na wyniki pomiaru struktury geo-
metrycznej powierzchniPomiary struktury geometrycznej powierzchni 2D za pomocag
stacjonarnego profilometru stykowego. Pomiary topografii powierzchni za pomoca pro-
filometru optycznego. Ocena doktadnosci pomiaru parametrow 2D chropowatosci po-
wierzchni za pomocg profilometru optycznego. Ocena doktfadnosci pomiaru parame-
trow 2D chropowatosci powierzchni za pomocg stykowego profilometru stacjonarnego.
Ocena mozliwosci pomiaru mikrostruktury geometrycznej powierzchni za pomocg mi-
kroskopu sit atomowych. Badanie doktadnosci pomiaru struktury geometrycznej po-

wierzchni za pomocg gtowicy konfokalne;.

*) zostawic tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE
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Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo_rrr]? Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie 50 pkt na 100 mozliwych z kolokwium koncowego.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Obecnos¢ na zajeciach. Oddanie sprawozdan z realizowa-
nych éwiczen. Uzyskanie co najmniej 50 % z kazdego z ko-
lokwidw (trzy kolokwia na semestr). Uzyskanie co najmniej

éwiczen.

50 % punktéw z kazdego sprawozdania z realizowanych

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostk
a
W C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 40 h
" | akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje

4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 1,6 ECTS
mickiego

5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 35 h

6. Liczba punktow E(;TS, .ktorq student uzyskuje 1.4 ECTS
w ramach samodzielnej pracy

7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 38 h

" | rze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje

8. . . 1,5 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym

9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h

10, Punkty ECTS za n.lodu'i o 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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